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【公開日】平成21年3月12日(2009.3.12)
【年通号数】公開・登録公報2009-010
【出願番号】特願2007-220592(P2007-220592)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  27/16     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ  27/16    　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成22年4月22日(2010.4.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セラミックスからなる焼成されたセラミックス基板であって中央部が窪むように下方に
向けて反っているセラミックス基板と、
　前記セラミックス基板の上面に形成された、内部に生じる温度差を熱電効果により電圧
信号に変換する熱電膜と、
　前記熱電膜の上面側の所定箇所に形成された、被検出ガスとの接触に起因する触媒反応
により発熱する触媒材からなる触媒と、
　を備え、
　前記被検出ガスが前記触媒に接触した状態で得られる前記熱電膜の前記電圧信号に基づ
いて前記被検出ガスの状態を検出する熱電式ガスセンサ。
【請求項２】
　請求項１に記載の熱電式ガスセンサにおいて、
　前記セラミックス基板の厚さは０．１μｍ～１０μｍである熱電式ガスセンサ。
【請求項３】
　請求項１に記載の熱電式ガスセンサにおいて、
　側面視にて、前記熱電膜を構成する２以上の所定個数の粒子を含む視野内において、前
記所定個数の粒子について前記熱電膜の平面方向に沿った方向の幅に対する前記熱電膜の
厚さ方向に沿った方向の高さの割合の平均値が０．５以下である熱電式ガスセンサ。
【請求項４】
　請求項１に記載の熱電式ガスセンサにおいて、
　前記熱電膜は、
　前記熱電膜の厚さ方向において単一の粒子から構成された熱電式ガスセンサ。
【請求項５】
　請求項１に記載の熱電式ガスセンサにおいて、
　前記熱電膜には、平面視にて粒子間の一部に隙間が形成された熱電式ガスセンサ。
【請求項６】
　請求項１に記載の熱電式ガスセンサにおいて、
　前記熱電膜と前記セラミックス基板との境界には、側面視にて一部に隙間が形成された
熱電式ガスセンサ。
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【請求項７】
　請求項１に記載の熱電式ガスセンサにおいて、
　前記熱電膜は、他の部分の結晶面に比べて電子伝導度の高い結晶面を含むように配向さ
れた部分を有する熱電式ガスセンサ。
【請求項８】
　請求項１に記載の熱電式ガスセンサにおいて、
　前記熱電膜は、熱電効果を有する酸化物から構成された熱電式ガスセンサ。
【請求項９】
　請求項１に記載の熱電式ガスセンサにおいて、
　前記熱電膜の厚さは０．１μｍ～１５μｍである熱電式ガスセンサ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　更に、本発明に係る熱電式ガスセンサの前記セラミックス基板は、中央部が窪むように
下方に向けて反っている。セラミックス基板の上面が熱電膜を介して触媒の熱で加熱され
ると、セラミックス基板の上面側が下面側に比して温度が高くなる。この結果、セラミッ
クス基板には、中央部が上方に向けて出っ張る方向にセラミックス基板を反らせる熱応力
が発生する。これに対し、上記構成によれば、セラミックス基板の中央部が予め下方に反
っているから、この熱応力に対してセラミックス基板の中央部が上方向へ変形し難くなる
。従って、この熱応力に起因するセラミックス基板の中央部の上方向への変形量を小さく
することができる。なお、セラミックス基板が変形すると、熱電膜に歪が発生してセンサ
の感度が低くなる可能性がある。従って、セラミックス基板が変形することはセンサ感度
向上の観点からは好ましくない。
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